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As tecnologias de semicondutor, painéis de display planos (FPD) e equipamentos eletrdnicos estdo
avanc¢ando rapidamente. As capacidades dos equipamentos de pesquisa e inspe¢do precisam
acompanhar as demandas do setor, que estdo ficando mais especializadas e diversificadas.

Nossos sistemas de microscépio sdo construidos para atender as necessidades dinamicas das
aplica¢des de pesquisa e inspe¢do. Ha mais de 100 anos, desenvolvemos tecnologias épticas e de
precisdo avangadas que nos permitem construir sistemas versateis com uma grande variedade de
acessoérios avancados, como o renomado sistema dptico de corregdo ao infinito UIS2.
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Microscopio 3D de medigdo a laser

Microscépio 3D de medicdo a laser OLS5100

O microscopio laser 3D LEXT™ OLS5100 mede com precisao a forma e a irregularidade da superficie com uma
precisdo de submicrons.

Aumente a produtividade com um processo de trabalho inteligente:

> Ampliagao total: 54x-17.280x

> Adquira dados de medicao 3D precisos com um Unico clique

> Conclua tarefas de medicdo até 30% mais rapido com o Smart Experiment Manager*

*Em comparagdo com o modelo anterior.
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Especificagdes do OLS5100

Modelo OLS5100-SAF OLS5100-SMF OLS5100-LAF OLS5100-EAF
Ampliacdo total 54x-17.280x
Campo de visdo 16 pm-5.120 ym
Principio de medi¢do Sistema 6ptico Microscépio a laser de escaneamento laser confocal do tipo reflexdo, colorido
Microscépio a laser-DIC de escaneamento laser confocal do tipo reflexdo, colorido-DIC
Elemento receptor de luz Laser: fotomultiplicador (2ch), colorido: camera colorida CMOS
Medicdo da altura Faixa dindmica 16 bits
Repetibilidade gn-1*1*2* 10x: 0,1 pm, 20x: 0,03 pm, 50x: 0,012 ym, 100x: 0,012 ym
Precisdo "3 0,15 + L/100 ym (L: Comprimento de medicdo [um])
Precisdo para imagem montada *'*3*> 10x: 5,0+L/100 pm, 20x ou superior: 1,0+L/100 pm (L: Comprimento de unido de imagens [um])
Ruido de medic&o (ruido Sq) *'*4*> 1 nm [Typ]
Medigdo da largura Repetibilidade 3gn1 *1* 10x: 0,2 pm, 20x: 0,05 ym, 50x: 0,04 pm, 100x: 0,02 ym
Precisdo 13" Valor de medicdo +1,5%
Precisdo para imagem montada *'*3** 10x: 24+0,5L pm, 20x: 15+0,5L pm, 50x: 9+0,5L ym, 100x: 7+0,5L pym (L: Comprimento de unido de imagens [mm])
Configuragdo da platina | Intervalo operacional 100 x 100 mm 100 x 100 mm 300 x 300 mm 100 x 100 mm
XY motorizado manual motorizado motorizado
Altura méxima da amostra 100 mm 40 mm 37 mm 210 mm
Fonte de luz laser ‘ Comprimento de onda 405 nm
Cor da fonte de luz LED branco
Massa Corpo do microscépio Aprox. 31 kg (68,3 |b) ‘ Aprox. 32 kg (70,5 Ib) ‘ Aprox. 50 kg (110,2 Ib) ‘ Aprox. 43 kg (94,8 |b)
Caixa de controle Aprox. 12 kg (26,5 Ib)

1* Garantido quando usado em temperaturas constantes e em ambientes de temperaturas constantes (temperatura: 20 ‘C+1 °C, umidade: 50%+1%) especificado na norma 1S0554(1976), JIS Z-8703(1983).
*2 Para 20x ou maior, quando medido com as objetivas da série MPLAPON LEXT. *3 Quando medido com a objetiva LEXT dedicada.
*4 Valor tipico quando medido com a objetiva MPLAPON100XLEXT e pode diferir do valor garantido. *5 Garantido ao abrigo do Sistema de certificado da Evident.

Especificagdes da objetiva

Série Modelo Abertura numérica (AN) Distancia de trabalho (DT) (mm)

Lente objetiva UIS2 MPLFLN5X 0,15 20,0

Lente objetiva dedicada LEXT (10x) MPLFLN10XLEXT 0,3 10,4

Lente objetiva dedicada LEXT (do tipo alto MPLAPON20XLEXT 0,6 1,0

desempenho) MPLAPONSO0XLEXT 095 035
MPLAPON100XLEXT 0,95 0,35

Lente objetiva dedicada LEXT (do tipo LMPLFLN20XLEXT 0,45 6,5

distancia de trabalho longa) LMPLFLNSOXLEXT 0,6 5,0
LMPLFLN100XLEXT 0,8 34




DSX1000

Microscépio digital

O microscopio digital DSX1000 combina elementos 6pticos macro e micro de primeira classe no mesmo
sistema. Com um aumento de 23 a 8.200x, ele pode ser usado para inspe¢ao e preparagao de amostras em
baixa amplia¢do, assim como analise de microestruturas detalhada em alta ampliacao.

> Grande selecdo de lentes para melhor ampliacao,
resolucdo e distancia de trabalho para a sua amostra

> Forme aimagem da sua amostra de muitas dire¢des
com o sistema de observag¢do de angulo
livre codificado

> Multiplas observag¢des com um unico clique

Especificagdes do DSX1000

Modelo DSX10-SZH (sistema de estrutura vertical) ‘ DSX10-UZH (sistema de estrutura de inclinacdo)
Sistema Sistema 6ptico Sistema 6ptico telecéntrico
optico Método de aumento de propor¢do de zoom 10x/Motorizada
Calibracdo Automatica
Percurso do eixo Z 50 mm (manual)
Visor do angulo de inclinagdo de observagdo Né&o disponivel +90°/GUI
Fixacdo da lente Lentes codificadas fixas de substituicdo répida atualizam automaticamente o aumento e as informagdes do campo de viséo
Ampliagdo méxima total 8.220x
| (em um monitor de 27 polegadas) ’
Distancia de trabalho (DT) 66,1 mm-0,35 mm
Precisdo e repetibilidade (plano X-Y)*! Exatiddo da ampliagdo: 3%
Repetibilidade (eixo 7)™ Repetibilidade (altura): on1 <1 ym
Camera Sensor de imagem 1/1,2 polegada, CMOS colorido de 2,35 milhdes de pixeis
Resfriamento Resfriamento Peltier
Taxa de frames 60 FPS (maximo)
Normal 1200 x 1200 (1:1)/1600 x 1200 (4:3)
Fino N&o disponivel 1200 x 1200 (1:1)/1600 x 1200 (4:3)
Superfino Na&o disponivel ‘ 3600 x 3600 (1:1)/4800 x 3600 (4:3)
Iluminagéo Cor da fonte de luz LED: Vida util de 60.000 h (valor de projeto)
Observacdo | BF (campo claro) Padrdo
0BQ (obliquo) Padrdo
DF (campo escuro) Padrdo: LED circular com quatro divisdes
MIX (campo claro + campo escuro) Padrao: Observacdo simultanea de campo claro e campo escuro
PO (polarizagao) Padrao
DIC (interferéncia diferencial) Na&o disponivel Padrao
Aumentar contraste Padréo
Funcdo para aumentar profundidade de foco N&o disponivel Padrdao
Luz transmitida Padrao™
Foco Focagem Motorizada: percurso de 101 mm (motorizada)
Monitor Tamanho/resolugdo Painel de display planos de 23 polegadas/ 1920 (H) x 1080 (V)
Peso (estrutura, tubo de observacdo, platina motorizada, tela 43,7kg (96,3 1b) 46,7 kg (103 1b)
e console)
Consumo de energia 100-120 V/220-240V, 1,1/0,54 A, 50/60 Hz

*1 Calibragdo necessdria pela Evident ou assisténcia técnica do revendedor. Para assegurar a precisdo de XY, é preciso calibrar com o DSX-CALS-HR (amostra de calibra¢do). Para emitir certificados, o

trabalho de calibragdo deve ser realizado por um técnico de servico de calibragdo da Evident. *2 Ao usar com objetiva de 20x ou superior. *3 Requer o opcional DSX10-ILT.

Especificagdes da objetiva

Modelo DXS10-SXLOB \ DSX10-XLOB \ Objetiva UIS2
Lente Altura méxima da amostra 50 mm ‘ 115 mm ‘ 145 mm
objetiva Altura méxima da amostra 50 mm
(observacéo de angulo livre)
Ampliacao total (em um monitor de 27 23x - 1.644x 49x - 6.570x 26x*4 - 8.220x
polegadas)
Fixacdo da Quantidade de objetivas que podem ser Até uma peca (fixagdo integrada com Até 2
lente fixadas alente) € 2 pesas
*4 Ampliagdo total (mdxima) com MPLFLN1.25X
Especificagoes de platina
Modelo DSX10-RMTS DSX10-MTS U-SIC4R2
Platina Platina XY: motorizada/manual Motorizada (com funcdo giratéria) Motorizada Manual
Percurso XY Modo de prioridade de percurso: 100 mm
. _><100mm < 100 mm x 100 mm 100 mm x 105 mm
Modo de prioridade de rotagdo: 50 mm
x 50 mm
Angulo de rotacdo Modo de prigridade de percurso: +20° Nao disponivel
Modo de prioridade de rotagdo: +90°
Exibicdo do angulo de rotacdo Interface grafica do usuério N&o disponivel
Resisténcia de carga 5kg (111b) ‘ 1kg (2,2 1b)




CIX100

Sistema de inspecdo de limpeza técnica

O sistema CIX100 é uma solugao integral de limpeza técnica dedicada. Adquira, processe e documente
rapidamente dados de residuos de particulas de pecas fabricadas para cumprir os padrdes da empresa e

ourrus

internacionais.

> Processamento e classificagao ao vivo
de particulas pequenas e grandes
(2,5 pm a 42 mm)

> Processo de trabalho intuitivo
e relatério em um clique para
operadores de todos os niveis
de experiéncia

> Sistema configurado e calibrado
previamente com verificacdes
automaticas do sistema

Especificagdes do CIX100
Microscépio Foco motorizado  Foco fino motorizado coaxial com joystick de 3 eixos e Percurso de foco de 25 mm e Trago fino 100 pm / rotacao
¢ Altura maxima da montagem do suporte da platina: 40 mm e Velocidade de foco 200 pm/s e Foco automatico de software
ativado
* Mapa de foco multiponto personalizavel
Iluminagdo  Iluminagdo integrada de LED  Mecanismo de iluminagdo com deteccdo simultanea de particulas refletoras e nao refletoras
e Intensidade de luz controlada por software
Dispositivo de formagdo de * Camera colorida CMOS USB 3.0 * Tamanho de pixel no chip de 2,2 x 2,2 pm
imagem
Tamanho da amostra * A amostra padrdo é uma membrana de filtro com 47 mm de didmetro. Também ha porta-filtros com membrana de 25 ou
55 mm de didmetro ou suportes customizados de amostra
Porta-objetivas Porta-objetiva motorizada  Porta-objetiva motorizada de 6 posi¢des com 3 objetivas UIS2 j4 instaladas ¢ PLAPON 1,25x usado para pré-visualizagdo
* MPLFLN 5x usado para detectar particulas com mais de 10 pm e MPLFLN 10x usado para detectar particulas com mais de 2,5 ym
Controlado por software ¢ O aumento da imagem e a relagdo entre pixel e tamanho sdo conhecidas em todos os momentos
* Objetivas selecionadas sdo usadas em etapas selecionadas no processo de medicdo e sdo posicionadas automaticamente
Platina Platina motorizada X,Y * Movimento de controle dos motores de etapa ® Alcance maximo: 130 x 79 mm e Velocidade max. 240 mm/s
(passo do fuso de esfera de 4 mm) e Repetibilidade <1 ym e Resolucdo 0,01 pm e Controlado por joystick de 3 eixos
Controlado por software » A velocidade de escaneamento depende do aumento usado. Em 10x, o tempo de escaneamento é inferior a 10 minutos
* 0 alinhamento da platina é realizado na montagem na fébrica
Suporte da amostra ¢ O suporte de membrana é projetado especialmente para evitar rotagdo indesejada da membrana durante a montagem
* Amembrana é achatada mecanicamente pelo suporte da membrana ¢ Nenhuma ferramenta é necesséria para fixar a tampa
 Suporte de amostra para membranas de filtro com didmetros de 25 mm, 47 mm e 55 mm
* Suporte de amostra para armadilha de particulas e seus consumiveis e amostragem com fita adesiva
Dispositivo padrédo de ¢ Amostra de referéncia usada para validar a medigdo do sistema
particulas (PSD) * Amostra usada no sistema de verificacdo; funcao integrada para controle do funcionamento correto do CIX
® O slot 2 é sempre atribuido ao PSD na platina
Acessorio da platina de 2  Acessorio da platina dedicado ao posicionamento correto do suporte da amostra e do PSD
posicdes
Controlador Estacdo de trabalho * HP Z4G4, Windows 10 64-bit Professional (inglés) 16 GB RAM, 256 GB SSD, e armazenamento de dados de 4 TB
* Adaptador de video de 2 GB  Microsoft Office 2019 (inglés) instalado
* Capacidades de rede, teclado gwerty em inglés, mouse dptico de 1000 dpi
Placas suplementares  Controlador motorizado, porta serial RS232 e USB 3.0
Selecdo do idioma * O idioma padrdo do sistema operacional e do Microsoft Office pode ser modificado pelo usuario
Tela do painel tatil * Resolucdo 1920 x 1080 otimizada para uso com o software CIX (tela slim de 23 polegadas)
Energia Classificagdo * Adaptador AC (2), controlador e estrutura do microscépio (4 plugues necessarios)
 Entrada: 100-240 V AC 50/60 Hz, 10 A
Consumo de energia  Controlador: 700 W; Monitor: 56 W; Microscépio: 5,8 W; Caixa de controle 7,4 W
* Total: 769,2 W
Desenho Dimensdes (L x P x A) Aprox. 1.300 mm x 800 mm x 510 mm (51,2 pol x 31,5 pol x 20 pol)
Peso 44 kg (97 Ib)




BX53M

Sistema de microscépio (uso geral)

Microscépios metallrgicos

Desenvolvida pensando na modularidade, a série BX3M oferece versatilidade para uma ampla variedade de
aplicagbes industriais e na area de ciéncia dos materiais. Com integra¢do otimizada com o software PRECiV™,
a série BX3M oferece um processo de trabalho ideal para usuarios de microscopia padrao ou de formacdo de
imagens digitais, da observag¢ao a criagdo de relatérios.

> Ampliagdo total: 12,5-1.500x

> Métodos de observacdo: campo
claro, campo escuro, contraste de
interferéncia diferencial, e MIX

> Encontre rapidamente o foco com o
indice de escala de foco na estrutura

do microscépio

> Compativel com espessuras de

amostra de até

65 mm; observe amostras ainda mais
espessas com um adaptador de brago -

_.
S— —

¥ 3

_—

*] t;l'

(apenas para modelos de luz refletida)
> Condensadoras pode ser selecionada

para observacao de luz transmitida

Especificagdes de uso geral do BX53M

Modelo basico Modelo padréo

Modelo avangado

Basico ‘ Padrao ‘ Avancado
Sistema 6ptico Sistema 6ptico UIS2 (sistema corrigido ao infinito)
Conjunto Estativa do Iluminagdo Refletido Refletida/transmitida Refletido Refletida/ Refletido Refletida/transmitida
principal microscépio transmitida
Foco Percurso: 25 mm, trago fino por rotagdo: 100 pm, graduagdo minima: 1 pm, com obturador de limite superior, ajuste de torque para botdo
macro
Altura maxima | Refletida 65 mm (sem espagador) 105 mm (com BX3M-ARMAD)
do espécime Refletida/transmitida 35 mm (sem espacador) 75 mm (com BX3M-ARMAD)
Tubo de Campo amplo | Invertido: trinocular
observacdo (FN 22)
Iluminagéo de luz refletida BX3M-KMA-S: LED branco, BF/DIC/POL/MIX | BX3M-RLAS-S: codificado, LED branco, BF/DF/DIC/POL/MIX FS, AS (com mecanismo de
FS, AS (com mecanismo de centralizagdo), centralizagdo), interbloqueio BF/DF
interbloqueio BF/DF
Iluminagéo de luz transmitida BX3M-LEDT: LED branco, BX3M-LEDT: BX3M-LEDT: LED branco,
condensadores Abbe/ LED branco, condensadores Abbe/de
de longa distancia de condensadores longa distancia de trabalho
trabalho Abbe/de longa
distancia de trabalho
Revélver porta-objetivas giratério | U-5RE-2 para BF: quintuplo U-D6BDRE: para BF/DF, séxtuplo U-D6BDRES-S: para BF/DF,
séxtuplo, codificado
Ocular (FN 22) WHN10X
WHN10X-H
Observacdo MIX BX3M-CB: caixa de controle
BX3M-HS: teclado manual
U-MIXR-2: deslizador MIX
para observagao de luz
refletida
U-MIXRCBL: cabo para MIXR
Condensador U-LWCD U-LWCD U-LWCD
(distancia de trabalho longa)
Peso Refletido: aprox. 15,8 kg (34,8 Ib) Refletida/transmitida: aprox. 18,3 kg (40,3 Ib) (estrutura do microscépio 7,6 kg (16,8 Ib))
(estrutura do microscépio 7,4 kg) (16,3 Ib)
Objetivas Conjunto MPLFLN Observagdo BF/POL/FL:
MPLFLNS5X, 10X, 20X, 50X, 100X
Conjunto MPLFLN BD Observacdo BF/DF/DIC/POL/FL: MPLFLN5XBD, 10XBD, 20XBD, 50XBD, 100XBD
Conjunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD Observacédo BF/DF/DIC/POL/FL: MPLFLNSXBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, Observacdo BF/DF/DIC/POL/FL:
LMPLFLN-BD MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
Platina Conjunto de 76 mm x 52 mm Platina com haste direita coaxial/76 mm (X) x 52 mm (Y), com ajuste de torque: U-SVRM, U-MSSP
(XxY) Conjunto de 100 mm x 100 mm Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y: U-SIC4R2,

U-MSSP4

Conjunto de 100 mm x 100 mm (G)

Platina com haste direita coaxial de grandes dimensées/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro):
U-SIC4R2, U-MSSPG

Conjunto de 150 mm x 100 mm

Platina com haste direita coaxial de grandes dimens6es/150 (X) x 100 (Y) mm, com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio no eixo Y:
U-SIC64, U-SHG, U-SP64

Conjunto de 150 mm x 100 mm (G)

Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/150 (X) x 100 (Y) mm, com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio no eixo Y
(placa de vidro): U-SIC64, U-SHG, U-SPG64

o Este produto foi projetado para ser usado em ambientes industriais para desempenho de EMC. Utilizd-lo em um ambiente residencial pode afetar outros equipamentos.



BX53M

Sistema de microscopio (uso dedicado)

Desenvolvido para microscopia industrial tradicional, o microscépio BX3M expandiu suas funcionalidades para
satisfazer uma gama superior de aplicagdes e técnicas de inspec¢do. As configura¢des da série BX3M oferece a
flexibilidade para selecionar o sistema mais adequado as suas necessidades.

> Ampliagao total: 12,5-1.500x
> Métodos de observacdo: campo claro, campo escuro, contraste de interferéncia diferencial, MIX, fluorescéncia,

infravermelho e polarizagdo
> Encontre rapidamente o foco com o indice de escala de foco na estrutura do microscopio

Modelo de fluorescéncia Modelo de infravermelho Modelo de polarizagéo



Especificagoes de uso dedicado do BX53M

Fluorescénci a
Sistema 6ptico Sistema 6ptico UIS2 (corrigido para o infinito)
Conjunto Estativa do Iluminagdo Refletido Refletida/ Refletido ‘ Transmitida
principal microscépio transmitida
Foco Percurso: 25 mm, traco fino por rotagdo: 100 pm, Graduagdo minima: 1 pm, com obturador de limite superior, ajuste de torque
para botdo macro
Altura méxima do espécime Refletida 65 mm (sem espagador) 105 mm (com BX3M-ARMAD) Refletida/transmitida35 mm (sem espagador) 75 mm (com
BX3M-ARMAD)
Tubo de Campo amplo (EN 22) Invertido: trinocular [ Invertido: trinocular para IR Invertido: trinocular
observagdo Acessério Lentes - Focalizagdo
intermedidrio | Bertrand
de luz Limitador 23,4 mm de didmetro (fixo)
polarizada de campo
(U-CPA) Bertrand
Ativar ou Posicdo do deslizador @ dentro
desativar a Posigéo do deslizador O fora
troca de lentes
Bertrand entre
observagdo
ortoscopica e
conoscopica
Suporte do Analisador giratério com suporte
analisador (U-AN360P-2)
Iluminagdo Luz refletida Observagdo FL | BX3M-URAS-S: luz refletida universal
codificada, torre da unidade
de espelho de 4 posicdes, (padrao:
U-FWUS,
U-FWBS, U-FWGS, U-FBF etc) com FS, AS
(com mecanismo de centralizagdo), com
mecanismo de obturador
Observagdo IV | - BX3M-RLA-S: lampada de halogénio -
de 100 W para IV, BF/IV, AS (com
mecanismo de centralizagdo)
U-LH100IR (incluindo 12 V 10 W HAL-
L), fonte de luz de halogénio de 100
W para IR
TH4-100: fonte de energia de 100 W
THA4-HS: interruptor manual
U-RMT: cabo de extensdo
Luz Observacao - BX3M-LEDT: LED branco, condensadores
transmitida POL Abbe/de longa disténcia de trabalho
Revdlver porta-objetivas giratério U-D6BDRES-S: para BF/DF: U-5RE-2: Para BF: quintuplo U-P4RE: quadruplo, componentes
séxtuplo, codificado acoplaveis centralizaveis, lamina de
retardo de comprimento de onda de 1/4
(U-TAD), cor de placa (U-TP530) e varios
compensadores podem ser acoplados
usando o adaptador de placa (U-TAD)
Ocular (FN22) WHN10X
WHN10X-H CROSS-WHN10X
Unidades de espelho U-FDF: para DF -
U-FBFL: para BF, filtro ND integrado
U-FBF: para BF, filtro ND removivel
U-FWUS: Para FL ultravioleta
U-FWBS: para FL azul
U-FWGS: para FL verde
Filtro/Polarizador/Analisador U-25FR: filtro azul U-BP1100IR/U-BP1200IR: filtros de 431F550-W45: filtro verde
trajetéria de banda para IR
U-POIR: deslizador polarizador refletido | U-AN360IR: deslizador analisador U-AN360P-2: indicador de 360° giratério
paraIR rotativo para IR com angulo minimo de 0,1°
Condensador U-LWCD: longa distancia de trabalho U-POC-2: condensador livre de tensdo
acromatico, polarizador giratério de 360°
com lentes superiores acromaticas. Parada
com clique na posigdo "0°" é ajustavel, AN
0,9 (entrada da lente superior)/AN 0,18
(saida da lente superior), diafragma da iris
da abertura: ajustavel dos didmetros de 2
mm a2l mm.
Deslizador/Compensadores - U-TAD: deslizador (adaptador de placa)
U-TP530/U-TP137: compensadores
Peso Refletido: Refletida/ Aprox. 18,9 kg (41,7 Ib); Estrutura do Aprox. 16,2 kg (35,7 Ib); Estrutura do
aprox.15,8 kg transmitida: aprox. | microscépio 7,4 kg (16,3 Ib) microscépio 7,6 kg (16,8 Ib)
(34,8 Ib) (estrutura | 18,3 kg (40,3 Ib)
do microscépio (estrutura do
7,4kg (16,3 1b)) microscépio 7,6 kg
(16.8 1b))
Fonte de Guia de luz U-LGPS, U-LLGAD, U-LLG150: conjunto
luz de FL de guia de luz
refletida Lampada de mercurio U-LH100HGAPO1-7, USH-1030L(x2),
U-RFL-T, U-RCV: conjunto de lampada
de mercurio
Objetivas Conjunto MPLFLN Observagao BF/DIC/POL/FL: MPLFLN5X, -
10X, 20X, 50X, 100X
Conjunto MPLFLN BD Observacdo BF/DF/DIC/POL/FL:
MPLFLN5XBD, 10XBD, 20XBD,
50XBD, 100XBD
Conjunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD Observagao BF/DF/DIC/POL/FL:
MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD,
50XBD, 100XBD
Conjunto MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, Observacdo BF/DF/DIC/POL/FL: MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
LMPLFLN-BD
Conjunto IV - Observacéo IV: LMPLN5XIR, -
10XIR,LCPLN20XIR,50XIR,100XIR
Conjunto POL - Observagdo POL:
UPLFLN4XP,10XP,20XP,40XP
Platina Conjunto de 76 mm x 52 mm Platina com haste direi x : U- -
(XxY) Conjunto de 100 mm x 100 mm Platina com haste direita coaxial de grandes dimens6es/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y:

U-SIC4R2, U-MSSP4

Conjunto de 100 mm x 100 mm (G)

Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa

de vidro): U-SIC4R2, U-MSSPG

Conjunto de 150 mm x 100 mm

Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/150 (X) x 100 (Y) mm, com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio

no eixo Y: U-SIC64, U-SHG, U-SP64

Conjunto de 150 mm x 100 mm (G)

Platina com haste direita coaxial de grandes dimens6es/150 (X) x 100 (Y) mm, com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio
no eixo Y (placa de vidro): U-SIC64, U-SHG, U-SPG64

Conjunto POL

Platina de polarizagdo rotativa + platina
mecanica: U-SRP +U-FMP

o Este produto foi projetado para ser usado em ambientes industriais para desempenho de EMC. Utilizd-lo em um ambiente residencial pode afetar outros equipamentos.




Microscépios metalurgicos

BXFM

Microsc6pio modular

O sistema BXFM pode ser adaptado a aplicagBes especiais ou integrado a outros instrumentos. A estrutura
modular permite adapta¢do simples a ambientes e configura¢@es Unicos com uma variedade de pequenos

iluminadores especiais e suportes de fixacao.
> Ampliagdo total: 12,5-1.500x

Especificacdes do BXFM

*123-153 (Focus position: 146)

253 **280-310 (Focus position: 303)

Sistema dptico

Sistema 6ptico UIS2 (sistema corrigido ao infinito)

Estativa do microscépio

Percurso: 30 mm

Traco fino por rotagdo: 200 ym

Graduagdo minima: 2 pm

Com ajuste de torque para controle de botdo macro

Iluminagéo BX3M-RLAS-S Codificado, LED branco, BF/DF/DIC/POL/MIX FS, AS (com mecanismo de centralizacdo)
BX3M-KMA-S LED branco, BF/DIC/POL/MIX FS, AS (com mecanismo de centralizacdo)
BX3M-RLA-S Ldmpada de halogénio 100 W/50 W, LED branco, BF/DF/DIC/POL/MIX/ FS, AS (com mecanismo de centralizacdo), intertravamento BF/DF, filtro ND
Vertical: trinocular, binocular com inclinagdo variavel
U-KMAS LED branco, halogénio de 100 W, BF/DIC/POL/MIX

o Este produto foi projetado para ser usado em ambientes industriais para desempenho de EMC. Utilizd-lo em um ambiente residencial pode afetar outros equipamentos.

BXFM-S

Microscépio modular

O sistema BXFM-S é uma unidade de foco econdmica e compacta para microscopia de campo claro. A unidade
de foco pode ser usada para bancada éptica, suporte simples ou integracdo do sistema devido ao seu design
compacto e superficie de montagem pratica. Ele aceita uma variedade de objetivas com distancia de trabalho

longa e padrao.

> Ampliagao total: 12,5-1.000x

Especificagdes do BXFM-S

032,106 187

124
A

© 3
4544 [20

230.5 1881508 *123—153 (focus position: 146)

252.5 221 **280—310 (focus position: 303)

Sistema 6ptico

Sistema dptico UIS2 (sistema corrigido ao infinito)

Estativa do microscépio

Percurso de 30 mm, rotagdo do bot&o de foco fino: 200 pm,
gradagdo minima de ajuste: 2 pm,
com ajuste de torque para botdo do foco macro

Iluminagdo BX-KMAS

LED branco,100 W halédgeno, BF/DIC/KPO




GX53

Microscépio de sistema metalurgico invertido

Projetado para uso nos setores de aco, automotivo, eletrénico e outros de fabricagdo, com a clareza de imagem
excepcional dos recursos do microscdpio invertido GX53 e excelente resolu¢do em grandes aumentos. O design

modular do microscopio facilita a customizacdo para atender exatamente aos seus requisitos.

> Ampliagdo total: 12,5-1.500x

> Combine com um porta-objetiva codificado e camera digital para trocar a escala automaticamente ao mudar

para uma lente de aumento diferente

> Permite métodos de analise metalurgicos (ex.: analise de particulas, avaliacdo de nodularidade de grafite e

muito mais) ao combinar com uma camera digital e o software PRECiV"
> Iluminagao eficiente e de vida util longa devido a uma fonte de luz LED branca de alta intensidade

> Métodos de observacdo: campo claro, campo escuro, contraste de interferéncia diferencial, polariza¢ao e MIX

Especificagoes do GX53

Sistema 6ptico

Sistema dptico UIS2 (sistema corrigido ao infinito)

Estativa do
microscépio

Impresséo da escala

Todas as posi¢des reversas das portas (em cima/em baixo) a partir das posicdes de observacdo vistas através da ocular

Fonte de alimentacdo

Fonte de alimentacdo e iluminador (LED) incorporados

Focagem

Haste coaxial com foco fino e grosso, manual; percurso de foco de 9 mm (2 mm acima e 7 mm abaixo da superficie da platina)

Porta de saida opcional

Porta frontal: cdmera e sistema DP (imagem reversa, adaptador especial de cdmera para GX)
Porta lateral: Camera, sistema DP (imagem vertical)

Tubo de observacdo

Campo amplo (FN 22)

binocular (U-BI90, U-BI90CT), trinocular (U-TR30H-2), binocular com inclinagdo (U-TBI90)

Iluminagdo

Método de observacdo

Campo claro, campo escuro, luz polarizada simples, DIC, MIX (campo escuro direcional)

Diafragma do iluminador

FS/AS controlado manualmente, com ajuste central

Fonte de luz

LED branco (padrdo) de 12 V, lampada de halogénio de 100 W/Idampada de mercurio de 100 W, fonte da orientacdo de luz

Revélver porta-objetivas giratorio

Orificios de campo claro: 4 a 7 pegas, Tipo: manual/codificado, Centralizado: ativado/desativado
Orificio de campo claro/ campo escuro: 5 a 6 pecas, Tipo: manual/codificado, Centralizado: ativado/desativado

Platina

Tipo padréo

Platina com haste direita para microscépio série GX (percurso X/Y: 50 x 50 mm)

Opcional

Platina com haste direita flexivel, platina com haste curta esquerda (percurso X/Y: 50 x 50 mm)

Placa de acessério da platina

Um conjunto de orificios tipo gota e longos

Gravagdo de
imagens

Camera digital, cdmera de
video

Nossa série DP pode ser acoplada com os adaptadores adequados

Peso combinado

Aprox. 25 kg (55,1 Ib); Estrutura do microscépio 20 kg (44,1 Ib)

Classificacdo de entrada

5VDC, 2,5 A (adaptador AC 100-240 V, AC0,4 A, 50 Hz/60 Hz)
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MX63/MX63L

Microscopios de inspe¢ao FPD e semicondutor

Os sistemas de microscépio MX63 e MX63L oferecem observacdes de qualidade de wafers de até 300 mm, painéis
de display planos, placas de circuito impresso e outras amostras grandes, além de apresentar fungdes versateis e
um design ergonémico e facil de usar.

Amplia¢do total: 12,5-1.500x

Cumpre as especificacdes e os padrdes internacionais, inclusive SEMI S2/S8, CE e UL

Iluminagdo eficiente e de vida util longa devido a uma fonte de luz LED branca de alta intensidade
Métodos de observagao: campo claro, campo escuro, contraste de interferéncia diferencial, fluorescéncia,
polarizagao, infravermelho e MIX

vV VvV

MX63
Especificagdes do MX63/MX63L
Modelo MX63 MX63L
Sistema dptico Sistema dptico UIS2 (sistema corrigido ao infinito)
Estativa do Iluminagéo de luz LED branco (com gerenciador de intensidade de luz) 12V, lampada de halogénio de 100 W, lampada de mercurio de 100 W, fonte de orientagdo de
microscépio refletida luz

Troca manual de campo claro/campo escuro/ cubo de espelho. (O cubo de espelho é opcional.)

Diafragma de abertura motorizada integrado (pré-ajuste para cada objetiva, abre automaticamente em observagdo de campo escuro)
Métodos de observagao: campo claro, campo escuro, contraste de interferéncia diferencial (DIC)", polarizagdo simples™, fluorescéncia™,
infravermelho™ e observacdo MIX (4 campos escuros direcionais)™

Iluminagéo de luz Unidade de iluminagéo de luz transmitida: MX-TILLA ou MX-TILLB é necessario.

transmitida * MX-TILLA: um condensador (AN 0,5) e um diafragma de abertura

® MX-TILLB: um condensador (AN 0,6) e um diafragma de abertura e um limitador de campo
Fonte de luz: LG-PS2 (12 V, lampada de halogénio de 100 W) Guia de luz: LG-SF

Métodos de observacdo: campo claro, polarizacdo simples

Tubo de observagdo Super tubo trinocular de inclinacdo de imagem vertical de campo amplo (FN Super tubo trinocular de inclinagdo de imagem vertical de campo
26,5): amplo (FN 26,5):
MX-SWETTR MX-SWETTR ou U-SWETTR-5
Outros: Super tubo trinocular de campo amplo/tubo binocular de campo
amplo
Porta-objetiva motorizada Campo claro

Séxtuplo motorizado com um slot de deslizador para DIC: U-D6REMC
Quintuplo centralizavel motorizado com um slot de deslizador para DIC: U-PSREMC

Campo claro e campo escuro

Séxtuplo motorizado com um slot de deslizador para DIC: U-D6BDREMC

Quintuplo motorizado com um slot de deslizador para DIC: U-D5BDREMC

Quintuplo centralizavel motorizado com um slot de deslizador para DIC: U-PSBDREMC
Revdlver porta-objetivas giratério motorizado com funcéo de vacuo: U-D5SBDREMC-VA

Platina MX-SIC8R platina de 8 pol x 8 pol MX-SIC1412R2 platina de 14 pol x 12 pol
Percurso: 210 x 210 mm Percurso: 356 x 305 mm (area de iluminagdo de luz transmitida:
(area de iluminagdo de luz transmitida: 189 x 189 mm) 356 x 284 mm) combinag&o com MX-TILLB

MX-SIC6R2 platina de 6 pol x 6 pol
Percurso: 158 x 158 mm (apenas uso com luz refletida com o MX63)

Mecanismo deslizante de guia do cilindro (sem rack), funcéo de embreagem de pega (sistema de desengate de acionamento de correia)

Classificagdo de entrada Iluminagéo de luz refletida: 100-120 V/220-240 V AC 1,9/0,9 A, 50 Hz/60 Hz
Iluminagdo de luz transmitida: 100-120 V/220-240 V AC 3,0/1,8 A 50/60 Hz
Dimensdes (L x P x A) Aprox. 509 x 770 x 507 mm (20 x 30,3 x 20 pol) Aprox. 711 x 790 x 507 mm (28 x 31,1 x 20 pol)
Peso Aprox. 35,6 kg (78,5 Ib); Estrutura do microscépio 26 kg (57,3 Ib) Aprox. 44 kg (97 Ib); Estrutura do microscépio 28,5 kg (62,8 Ib)

*1 Cubo de espelho opcional. *2 E necessdria a configuragéo de observacdo MIX.



Carregador de wafer

AL120

Carregador de wafer

A série de carregador de wafer AL120 transfere os wafers semicondutores de silicio e composto do cassete
para a platina do microscdpio com melhores capacidades e flexibilidade ao mesmo tempo que mantém um

design ergonémico.

> Ampliagdo total: 12,5-1.500x
> Escolha entre trés modelos com base no diametro do wafer: tipo de 200 mm, tipo conversivel de 150 mm/
200 mm e tipo de 150 mm para diametros de wafer de 150 mm ou menores

Carregador de wafers AL120 (modelo de 200 mm) com o microscépio de inspegdo de semicondutor do MX63

Especificagdes do AL120
Modelo Tipo de 200 mm Tipo conversivel 200 mm/150 mm Tipo de 150 mm

Item AL120-LMB8-90 AL120-LMB86-180 ‘ AL120-LMB86 AL120-LMB6-150 AL120-L6-150
Tamanho do wafer (padrdo SEMI) 200 mm 200 mm/150 mm 150 mm/125 mm/100 mm
Espessura minima do wafer 90 um 180 pm ‘ 400 ym 150 ym
Tipo de cassetes™' Padrdo 25 SEMI (26)-slot
Numero de cassetes 1
Receita de inspecdo Todas/amostragem
Sequéncia de Micro v v v v v
inspecao (microscopio)

Macro superior v v v v

Macro traseiro v v v v

trasero. v v v

Orientacdo do wafer (a cada 90°)

Sem contato (Orientacdo Plana/sulco)

Sem contato (Orientacdo Plana)

Modelo de microscépio compativel

Microscépios de inspecdo de semicondutores MX63

Dimensdes (L x P x A)

640 x 620 x 378 mm (25,2 x 24,4 x 14,9 pol) Apenas corpo
1100 x 620 x 378 mm (43,3 x 24,4 x 14,9 pol) com microscépio

570 x 620 x 400 mm (22,4 x 24,4 x 15,7 pol) Apenas corpo
980 x 620 x 400 mm (38,6 x 24,4 x 15,7 pol) com
microscépio

Peso (kg) (somente o corpo principal)

44 (97 Ib) ‘ 44 (97 Ib) 44 (97 Ib)

40 (88,2 Ib) ‘ 37(81,61b)

Servico de utilidade publica

AC100V-120V, 1 A, ou AC220 V-240V, 0,5 A 50/60 Hz, -67 a -80 kpa, 20 L ou superior/min.

*1 Até 10 tipos de cassetes sdo registrados para todos os modelos.
o Todos os tipos de wafers precisam ser testados antes da instalagdo do equipamento.
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Microscépio de RA

SZX-ART

Sistema de microscopio de realidade aumentada

O sistema de microscdpio AR1 permite sobrepor texto e
imagens digitais sobre o campo de visao do microscopio,
facilitando para os montadores sequir instru¢des, ler notas e até
mesmo ver videos sem tirar os olhos das oculares. O médulo
AR1 é compativel com nossos microscopios estereoscopicos,
transformando-os em ferramentas de realidade aumentada que
melhoram a velocidade e a eficiéncia das tarefas de fabricacao e
treinamento que usam microscoépio.

Especificagoes do SZX-AR1

Hardware

Tubo de inclinagdo trinocular de AR SZX2-ARTTR

Angulo do tubo de observacdo: 5 a 45°

Intervalo ajuste de distancia interpupilar: 57 a 80 mm

Equipado com botéo de aperto da ocular

Mecanismo de mudanca de trajetéria da luz: Nenhuma

Aumento da ocular: 1,25x, ampliacdo da cdmera: 1x

Funcdes dos botdes no painel frontal: Ajuste do brilho de imagem de AR (7 niveis) e LIGADO/DESLIGADO da imagem de AR

Conectores de entrada: HDMI x 1, USB 2.0 (Type-C) x 1, conector DC x 1

Tensdo de acionamento: AC 100-240 V (adaptador AC)

Consumo méaximo de energia: 10 W

Sensor de aumento do zoom

Principal funcdes:

(a) Obter o aumento do zoom (apenas na posicao de clique)

(b) Avanca e retrocede os slides criados em software

Conector de saida: USB 2.0 (Type-C)

Software

Fungdo de controle da cdmera

Controle de exposicdo: troca entre automatico e manual

Ajuste de sensibilidade ISO: ISO100, 200, 400

Funcdo de ajuste de balanco de branco: Equipado (ajuste de um torque)

Fungdo de aquisicdo

Aquisicdo de instantaneo

Formato de gravacdo: BMP, JPEG, PNG

Resolucéo: DP23: 3088 x 2076, DP28: 4104 x 2174

A imagem da cdmera pode ser salva simultaneamente com a imagem de AR

Gravacdo

Formatos de gravacdo de arquivo: mp4, mov; Codec de video: H264

Formato de dudio: MP3; Codec de dudio: mp3

Resolucdo: DP23: 1920 x 1080 (intervalo de imagem da cdmera: 1600 x 1080), DP28: 1920 x 1080 (intervalo de imagem da
camera: 1920 x 1080 )

Nao é possivel gravar video fora do intervalo de imagem da cdmera

A imagem da cdmera pode ser salva simultaneamente com a imagem de AR

O tempo de gravacdo é de aproximadamente uma hora

Funcéo de cédigo de barras

O software do SZX-AR1 pode gerar um c6digo QR vinculado ao procedimento

Esse c6digo pode ser lido com um leitor de cédigo de barras para recuperar o procedimento no campo de visdo da ocular

Leitor de c6digo de barras compativel

Comunicacdo COM disponivel

E possivel carregar um cédigo QR

Cédigo de barras de saida: QR code

Idioma do software

Idioma do software

Inglés, japonés, chinés, alemdo, espanhol, portugués, francés

Requisitos do computador

Sistema operacional

Windows 10 Pro (64-bit), Windows 10 Pro for Workstation (64-bit)

Versdo Windows 10: 2004, 21H1

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (combinado com um DP23 ou DP28)

Idioma do sistema operacional

Inglés, japonés

10? geragdo Intel® Core™ i5 ou posterior (ou equivalente)

Pracessador (Ntcleos recomendados: 4 ou more, frequéncia de clock: 3,2 GHz)
Memodria 8 GB ou mais
Capacidade de armazenamento para instalar o software 1 GB ou mais

Controlador grafico

Intel UHD Graphics 630 ou superior

Resolucdo do monitor

1366 x 768 ou superior

Interface USB

USB 2.0 Tipo-A x1 (para conectar o tubo de inclinacéo trinocular de AR)

USB 2.0 Tipo-A x1 (para o sensor de aumento de zoom)

USB 3.1 Tipo-A x1 (para uma cdmera DP23 e DP28)

Interface do monitor

HDMI x1 (para conectar o tubo de inclinacdo trinocular de AR)

HDMI 1.4 ou superior

Conector HDMI: Tipo A




SZX16

Sistema de microscopio estereoscopico para pesquisa

O microscopio SZX16 foi concebido para aplicagdes muito exigentes com a capacidade de resolu¢do de 900 pares
de linhas/mm. O intervalo total de zoom (0,7x-11,5x) pode ser expandido com nossa torre dupla.

Especificagdes do SZX16

9 -
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Corpo do
microscépio com
zoom

Proporgdo de zoom: 16,4:1 (0,7x-11,5x)
Indicacdo de aumento: 0,7/0,8/1/1,25/1,6/2/2,5/3,2/4/5/6,3/8/10/11,5

Corpo de zoom AS integrado, montagem da objetiva: montagem com parafuso

Objetiva SDFPLFLO.3x AN 0,045 DT 141 mm
SDFPLAPOO0.5xPF AN 0,075 DT 70,5 mm
SDFPLAPO0.8x AN 0,12 DT 81 mm
SDFPLAPO1XPF AN 0,15 DT 60 mm
SDPLAPO1.6xPF AN 0,24 DT 30 mm
SDFPLAPO2XPFC AN 0,3 DT 20 mm

Ocular WHN10x-H: FN 22, WHSZ15x-H: FN 16, WHSZ20x-H: FN12.5, WHSZ30x-H: FN 7

Tubo de SZX2-TTR/SZX2-TTRPT: corpo de inclinagdo trinocular

observagdo Angulo de convergéncia, angulo de inclinagdo: 5°-45°, Caminho 6ptico selecionado: 2 (TTR:

Ajuste de distancia | BLa 100%, Bl a 50%/camera a 50%. TTRPT: BI a 100%, cdmera a 100%)

interpupilar: SZX2-TR30/SZX2-TR30PT: corpo de trinocular de 30°

52-76 mm Angulo de convergéncia, angulo de inclinagdo: 30°, Caminho dptico selecionado: 2 (TR30:

BI a 100%, BI a 50%/cdmera a 50%. TR30PT: BI a 100%, camera a 100%)

Montagem de
focalizagdo

SZX2-FO: Unidade de foco (com ajuste de torque)
Percurso do controle do botdo macro: 80 mm, percurso do botdo com foco grosso por rotagdo:
21 mm, capacidade de carga: 0-10,0 kg

SZX2-FOF: Unidade de foco fino (com ajuste de torque)

Percurso do controle macro/fino de 80 mm, percurso de controle macro por rotagdo 36,8 mm,
percurso de controle fino: 80 mm, percurso do botdo com foco fino por rotagdo: 0,77 mm,
capacidade de carga: 2,7-15,0 kg

SZX-FOA2: Unidade de foco motorizada

Suportes

SZX-ST: suporte
Altura do pilar: 270 mm (10,6 pol), dimensdes da base (L x P x A): 284 x 335 x 31 mm (11,2 x 13,2 x

Combinagdo de luz transmitida de LED slim SZX16 e 1,2 pol)

base de iluminagao SXZ2-ILLTQ SZX2-STL: suporte grande
Altura do pilar: 400 mm (15,7 pol), dimensdes da base (L x P x A): 400 x 350 x 28 mm (15,7 x 13,8 x
1,1 pol)

SZX10

Sistema de microscopios estereoscdpicos para pesquisa

O microscopio SZX10 apresenta uma proporc¢do de zoom de 10:1 (0,63x-6,3x) e é a escolha Iégica quando a
distancia de trabalho e o tamanho de campo sdo importantes. Nosso design cuidadoso de sele¢do de lentes do
sistema permite observar e documentar espécimes nas suas cores originais e auténticas, sem distor¢ao.

Especificagdes do SZX10
Corpo do Proporc¢do de zoom: 10:1 (0,63x-6,3x) Indicacdo de aumento: 0,63/0,8/1/1,25/1,6/2,5/3,2/4/5/6,3
MICroscopio | corpo de zoom AS integrado, montagem da objetiva: montagem com parafuso
com zoom
Objetiva DFPLO.5x-4 AN 0,05 DT 171 mm
DFPLO.75x-4 AN 0,075 DT 116 mm
DFPLAPO1x-4 ANO,1 DT 81 mm
SZX-ACH1x ANO,1 DT 90 mm
DFPLAPO1.25x AN 0,125 DT 60 mm
- SZX-ACH1.25x-2 AN 0,125 DT 68 mm
DFPL1.5x-4 AN 0,15 DT 45,5 mm
- - DFPL2x-4 AN 0,2 DT 33,5 mm
—— Ocular WHSZ10x-H: FN 22, WHSZ15x-H: FN 16, WHSZ20x-H: FN 12,5, WHSZ30x-H: FN 7
- Tubo de SZX2-TTR/SZX2-TTRPT: corpo de inclinago trinocular
' . ! observagdo | Angulo de convergéncia, angulo de inclinagdo: 5°-45°,
Ajuste de Caminho 6ptico selecionado: 2 (TTR: Bi a 100%, Bi a 50%/Céamera a 50%. TTRPT: Bl a 100%, camera a
distancia 100%)
] interpupilar: | SZX2-TR30/SZX2-TR30PT: corpo de trinocular de 30°
52-76 mm Angulo de convergéncia, &ngulo de inclinagdo: 30°, Caminho éptico selecionado: 2 (TR30: BI a 100%,
BI a 50%/Camera a 50%. TR30PT: BI a 100%, cdmera a 100%)
Corpo binocular de 30° SZX-BI30, corpo binocular de 45° SZX-BI45, corpo binocular basculante SZX-TBI
Montagem SZX2-FO: unidade de foco (com ajuste de torque)
de Percurso do controle do botdo macro: 80 mm, percurso do botdo com foco grosso por rotagdo: 21 mm,
focalizagdo capacidade de carga: 0-10,0 kg
— SZX2-FOF: Unidade de foco fino (com ajuste de torque)
Percurso do controle macro/fino de 80 mm, percurso de controle macro por rota¢do 36,8 mm, percurso
de controle fino: 80 mm, percurso do botdo com foco fino por rotagdo: 0,77 mm, capacidade de carga:
2,7-15,0 kg (6-33 Ib)
SZX-FOA2: unidade de foco motorizada
SZX10 Suportes SZX-ST: suporte
Altura do pilar: 270 mm, dimensdes de base (L x P x A): 284 x 335 x 31 mm (11,2 x 13,2 x 1,2 pol)
SZX2-STL: suporte grande
Altura do pilar: 400 mm, dimensd&es de base (L x P x A): 400 x 350 x 28 mm (15,7 x 13,8 x 1,1 pol)
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Microscépios estereoscépicos

SZX7

Microscopios estereoscopicos

O microscopio estereoscopico SZX7 oferece uma proporgdo de zoom de 7:1 (0,8x a 5,6x) e prote¢do integrada
contra descarga eletrostatica. Ele usa um sistema 6ptico galileano avangado que oferece imagens resolvidas de
alta qualidade com controles de acesso facil para visualizagcdo confortavel por um preco acessivel.

Especificagdes do SZX7

——

SZX7+SZX-BI45

"u%

SZX7+SZX2-TR30

Zoom corpo do microscépio

SZX-ZB7

Materiais sem chumbo usados

Clique em parar para cada aumento de zoom: é possivel ligar/desligar
Valores de proporg¢ao de zoom: 7:1 (0,8x a 5,6x)
Indicagdo de aumento de zoom: 0,8, 1, 1,25, 1,6, 2, 2,5, 3,2, 4,5, 5,6

Montagem da objetiva: montagem por parafuso na rosca

Controle do diafragma da iris da abertura: a unidade AS (SZX-AS) é montdavel

Tubo de observagdo

SZX-BI45

SZX-TBI/SZX2-TTR

SZX2-TR30

SZX-BI45 Tubo binocular Tubo binocular com inclinagdo variavel Tubo trinocular
SZX-TBL Angulo de inclinagdo de visualizagdo 45° (trinocular) Angulo de inclinagdo de visualizagdo de 30°
SZX-TR30 Materiais livres de chumbo usados Angulo de inclinagdo de visualizagéo de Selecdo do caminho da luz: 2 etapas
5°a45° (binocular a 100%, video a 50%/binocular
a 50%)
Intervalo ajustavel de distancia interpupilar: 52 a 76 mm
Suporte SZ2-ST SZ2-ILST
SZ2-ST Suporte padrdo Suporte de iluminacdo transmitida/refletida por LED
SZ2-ILST Instalacdo da estrutura Didmetro da montagem: 76 mm
Ajuste de foco Percurso de foco: 120 mm
Placa de platina SZ2-SPBW (preto e branco para anti-ESD) A placa de vidro dedicada com
SP-C (placa de video transparente) didmetro de 100 mm incluida
Fonte de luz Iluminador do guia de luz compacto (SZ2-CLS) montével (opcional) | Iluminagdo transmitida: LED
Acoplamento de iluminagdo de luz transmitida (SZ2-ILA) Tluminagéo refletida: LED
montavel (opcional) Vida Gtil média do LED: 6000 h.
Classificagdo de entrada: 100-120 V/200-240 V ~ 0,15/0,1 A, 50/60
Hz
Objetiva Modelo AN Distancia de trabalho
Todas as objetivas: materiais livres de chumbo DFPLO.5x-4* 0,05 171 mm
* A manga auxiliar SZ2-ET é necessdria quando o DFPL0.75x-4 0,075 116 mm
SZ2-ST/SZ2-ILST é usado. DFPLAPO1x-4 0.10 81 mm
DFPLAPO1.25x 1,25 60 mm
SZX-ACH1x 0,10 90 mm
SZX-ACH1.25x-2 0,125 68 mm
DFPL1.5x-4 0,15 45,5 mm
DFPL2x-4 0,20 33,5mm
Oculares Todas as oculares: materiais livres de chumbo Série ComfortView WHSZ




SZ61/SZ51

Microscopios estereoscopicos

Os microscépios SZ61 e SZ51 oferecem imagens com uma excelente profundidade de campo pareada com
clareza, detalhes e cores reais, assim como uma protec¢ao integrada contra ESD. A sua 6ptica confidvel de alto
desempenho é essencial para a geracdo de resultados precisos e consistentes.
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$761/SZ501 SZ61TR
$761-60/SZ51-60
Especificagdes do SZ61/SZ51
Corpo do SZ61 $Z61-60 SZ61TR SZ51 $Z51-60
microscopio Aumento 0,67x a 4,5x 0,8x a 4x
5261 Proporcdo de zoom 6,7:1 5:1
5261-60 Distancia de trabalho 110 mm
SZ61TR Angulo de inclinacio do tubo 45° ‘ 60° ‘ 45° ‘ 45° ‘ 60°
SZ51 Ajuste de distancia Intertravamento esquerdo/direito
$751-60 interpupilar Intervalo de ajuste: 52 a 76 mm (usando as oculares WHSZ10X)
Adaptada para cdmera de — — Montagem tipo C (0,5x — —
video integrada)
Bot&o de ajuste de zoom Botdo horizontal de eixo simples esquerdo/direito
Batente de aumento alto/baixo da distancia interpupilar incorporado
Componentes 6pticos Materiais livres de chumbo usados
Objetiva auxiliar Montagem por aparafusamento a rosca na parte inferior da estativa (rosca M48 x 0,75)
Ocular Série ComfortView WHSZ
Materiais livres de chumbo usados
Suporte SZ2-ST SZ2-ILST
S72-ST Suporte padrdo Suporte de iluminacdo transmitida/refletida por LED
SZ2-ILST Instalacdo da estrutura | Didmetro da montagem: 76 mm
Ajuste de foco Percurso de foco: 120 mm
Placa de platina SZ2-SPBW (preto e branco para anti-ESD) A placa de vidro dedicada com
SP-C (placa de video transparente) didmetro de 100 mm incluida
Fonte de luz Iluminador do guia de luz compacto (SZ2-CLS) montével (opcional) Iluminagéo transmitida: LED
Acoplamento de iluminacéo de luz transmitida (SZ2-ILA) Iluminagéo refletida: LED
montavel (opcional) Vida Util média do LED: 6000 h.
Classificagdo de entrada: 100-120 V/200-240 V ~ 0,15/0,1 A, 50/60
Hz
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STM7

Microscopio de medicao

Microscépio de medicao

Os microscépios STM7 oferecem versatilidade e medicBes de pecas em trés eixos de alto desempenho e
componentes elétricos com precisdo abaixo de um micron. Independentemente de as amostras serem pequenas
ou grandes, simples ou complexas, ou de as medicBes serem realizadas por um iniciante ou um especialista, a
linha STM7 apresenta microscopios de medicdo personalizados para atender as suas necessidades.

> Percurso de medi¢cdo maximo: 300 mm x 300 mm
> Aumente ainda mais a eficiéncia de trabalho das

unidades opcionais, como navegador de foco e

foco automaético

> Controle de foco disponivel com operacao

manual ou motorizada

r
_e=eess )
Especificagoes do STM7

Tipo manual Tipo motorizado

Platina pequena Platina média Platina grande Platina média Platina grande
Corpo do microscépio STM7-SF STM7-MF STM7-LF STM7-MFA STM7-LFA
Sistema dptico Sistema éptico UIS2 (corrigido para o infinito) Sistema éptico UIS2 (corrigido para o infinito)
Estativa do Método de observacdo BF/DF/DIC/KPO™ BF/DF/DIC/KPO™!
MICroscopio | Refletida/transmitida Refletida/transmitida Refletida/transmitida

Sistema de iluminagdo

Branca: para iluminagdo de luz refletida, verde: para iluminagdo de luz

Branca: para iluminagdo de luz refletida, verde: para iluminagdo

de LED transmitida de luz transmitida
Foco Percurso 175 mm 145 mm 175 mm 145 mm
Altura 120 mm (com objetiva de medigdo) 120 mm (com objetiva de 120 mm (com objetiva de 120 mm (com objetiva de medi¢do)
mensuravel 175 mm (com objetiva metalurgica) medigdo) medigdo) 175 mm (com objetiva
maxima 175 mm (com objetiva 175 mm (com objetiva metaluirgica)*2
metaltirgica) *2 metalurgica)
Resolucdo da 0,1 um 0,1 um
medicdo do
eixoZ
Método de Botdes coaxiais para focagem manual fina/grossa Motorizado
acionamento * Botdo de foco: velocidade do movimento grosso de 8 mm/s
do eixo Z (méx.)
* Botdo de foco fino/macro: a velocidade de focalizagdo fina
pode ser selecionada entre 4 valores (800 pm, 400 um, 100 pm,
50 ym)
Objetivas Objetivas de medicdo/Objetivas metaltrgicas Objetivas de medicdo/Objetivas metaltrgicas

Tubo de observagao

Tubo monocular de imagem vertical, tubo trinocular de imagem vertical

Tubo monocular de imagem vertical, tubo trinocular de imagem

(185,2 Ib) (Aprox.)

(100:0/0:100) vertical (100:0/0:100)
Platina Percurso 100 (X) x 100 (Y) mm 200 (X) x 200 (Y) mm 300 (X) x 300 (Y) mm 200 (X) x 200 (Y) mm 300 (X) x 300 (Y) mm
Precisdo da medicdo (3+2L/100) pm (3 +4L/200) pm (3 +6L/300) pm (3 +4L/200) pm (3+6L/300) pm
(C: comprimento da
medicdo)
Peso para garantia da 6 kg (13,2 1b) 10 kg (22 Ib) 15kg (33 1b) 10 kg (22 Ib) 15kg (33 1b)
precisdo
Tela do Numero de eixos Trés Trés
contador Unidade pm/mm/polegada/mil pm/mm/polegada/mil
Resolucdo minima 0,1 pm 0,1 pm
Dimensdes (L x P x A) 466 x 583 x 561 mm 606 x 762 x 651 mm 804 x 1024 x 686 mm 606 x 762 x 811 mm 804 x 1024 x 844 mm
(18,3 x 23 x 22 pol) (23,9 x 30 x 25,6 pol) (31,7 x 40,3 x 27 pol) (23,9 x 30 x 31,9 pol) (31,7 x 40,3 x 33,2 pol)
Peso 84 kg 152 kg (335,1 Ib) (aprox.) 277 kg (610,7 Ib) (aprox.) 159 kg (350,5 Ib) (aprox.) 284 kg (626,1 Ib) (aprox.)

*1 Observagdo de luz polarizada simples.
*2 Ao usar a estrutura grande STM7-LF/STM7-LFA, um espécime com altura de 100 mm ou menos pode ser colocado na posicdo para trds do eixo de luz a 180 mm ou mais.




USPM-RU-W

Microespectréometro NIR

Obtém a espectrometria em uma ampla faixa de comprimentos de onda, da luz visivel a quase infravermelha
(380-1050 nm). Faca medigdes precisas e rapidas de superficies curvadas e areas minuto com diametro de 17 a
70 pm. O software de analise espectral oferece uma interface de usuario facil de usar.

Aplicagbes:

> dispositivos opticos em superficies
esféricas/asféricas i

> Dispositivos microeletrénicos, como refletor Ll
de LED, dispositivos opticos planos ou
filmes opticos

313
Especificagdes do USPM-RU-W
Medicéo da refletividade Medicéo da transmissividade™! Medicéo da transmissividade para 45°*!
Nome Microespectrometro NIR Medicdo de transmissdo definida para | Conjunto de medicdo de reflectancia de 45° para
o microespectrémetro NIR microespectrometro NIR
Modelo USPM-RU-W
Comprimento de Em comparagdo com uma amostra de referéncia para medicado A transmissividade é medida com Em comparagdo com uma amostra de referéncia
onda medido 100% como padrdo para medicdo
Método de medicdo | Em comparagdo com uma amostra de referéncia para medicdo A transmissividade é medida com Em comparagdo com uma amostra de referéncia
100% como padrdo para medicdo
Intervalo de medicdo | Veja abaixo as especificacdes da objetiva Aprox. 2,0 mm de didmetro
Repetibilidade da Medicéo da Durante o uso 0,02% ou menos (430 a 1.010 nm) 0,3% ou menos (430 a 1.010 nm)
medigdo (3s)2 refletividade de objetivas de
10x e 20x
Durante o uso de | 0,2% ou menos (exceto como 1,0% ou menos (exceto como descrito abaixo)
uma objetiva 40x | descrito abaixo)
0,05% ou menos (430 a 950 nm)
Medicdo da espessura do filme +1% —
Acessorio de Fonte de luz de halogénio dedicada, JC12V 55 W (vida média: 700 horas)
iluminacdo
Platina de troca Tamanho da superficie de carregamento (L x P): 200 x 200 mm (7,9 x 7,9 pol), Intervalo operacional: (XY) 40 mm, (Z) 125 mm, Com carga de suporte: 3 kg (6,6 Ib)
Platina de inclinagdo | Tamanho da superficie de carregamento (L x P): 140 x 140 mm (5,5 x 5,5 pol),
Carga suportada: 1 kg, intervalo operacional: (XT) 1°, (YT) 1°
Peso Estrutura principal: aprox. 26 kg (57,3 Ib) (ndo inclui PC) Estrutura principal: aprox. 31 kg (68,3 Ib) (ndo inclui PC)*
Caixa de alimentacdo de controle: aprox. 6,7 kg (14,8 Ib)
Dimensdes Estrutura principal: aprox. 360 x 446 x 606 mm (14,2 x 17,6 x 23,9 pol) Estrutura principal: aprox. 360 x 631 x 606 mm (14,2 x 24,8 x 23,9 pol)
(LxPxA) Caixa de alimentacdo de controle: 250 (L) x 270 (P) x 125 (A) mm
Especificagdes de Especificagdes de entrada: 100 a 240 VAC, 110 VA 50/60 Hz
energia
Ambiente de Local horizontal ndo sujeito a vibragdo, Temperatura: 15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F)
operacdo

*1 Unidade opcional *2 Medida sob as condicdes de medicdo da nossa empresa. *3 O peso total combinado do conjunto de medicdo de transmissividade e do conjunto de medicdo de refletividade de
450° instalados é aprox. 33 kg (72,8 Ib).

Especificagdes da objetiva

Modelo USPM-OBL10 USPM-OBL20 USPM-OBL40
Aumento 10x 20x 40x

AN de medicdo™ 0,12 0,24 0,24
Intervalo de medicdo™ 70 ym 35 um 17,5 pm
Distancia operacional 14,3 mm 4,2 mm 2,2mm
Raio de curvatura da amostra 5 mm ou mais 1 mm ou mais 1 mm ou mais

*4 E diferente da AN da objetiva *5 Didmetro do ponto
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Software de analise de ima

PRECiV

Plataforma de formacdo de imagem e medicdo

O software PRECiV" é facil de usar e oferece controle do seu microscopio para que vocé possa realizar medicbes

2D precisas e repetitivas durante as operagdes de producao, controle de qualidade e inspecdo. Obtenha

resultados que cumpram os padrdes mais recentes do setor e crie relatérios profissionais que podem ser

exportados com facilidade para a rede da sua empresa. Com recursos de compartilhamento e seqguranca de

dados robustos, o software PRECiV torna seu processo de trabalho mais rapido e eficiente.

Capture | Core Pro Desktop |
Aquisicao de imagem
Aquisicdo de imagem basica das nossas cameras, incluindo calibragdo automatica 4 v v
Aquisicdo de imagem estendida, incluindo HDR, Live HDR (com o DP75) e navegador de posicdo 4 v v
Remocdo de halo usando o controle deslizante MIX (microscépio) ou o anel de luz de LED (microscépio estereoscdpico) v v
Imagem focal estendida (EFI) usando modo manual ou instantaneo v v
Aquisicdo de imagem em tamanho grande (panorama) usando o0 modo manual ou instantaneo [0) v
EFI e panorama integrados usando 0 modo manual [0) v
Ferramentas de imagem e personalizacdo
Camada de informagdes de superposigéo (escala gréfica, mira, reticulo digital) v v v
Comentérios estaticos 4 v v v
| Ampliagdo em tempo real v v 4
Medi¢des/analise de imagem
Medicdes interativas basicas (linha arbitraria, polilinha, circulo de 3 pontos, retangulo, retangulo girado, angulo de 3 pontos, angulo de 4 pontos,
linha perpendicular, distancia da linha paralela, area do poligono, distancia XY, distancia entre duas linhas cruzadas, distancia circulo a circulo, régua v v v v
linear, coordenadas de pontos)
Medigéo interativa avangada, incluindo detecgdo automatica de margens e linhas auxiliares (linha horizontal, linha vertical, régua de angulo, circulo
de 2 pontos, elipse girada, poligono fechado, varinha mégica, poligono interpolado, varias linhas perpendiculares, linhas de assimetria, espessura da (0] v v
garganta)
Filtros de aprimoramento de imagem (filtros de detecgdo de margem, filtros de suavizagéo e filtros de nitidez), ajuste de intensidade e contraste, v v v
correcdo de sombreado e subtracdo do fundo, aprimoramento de contraste dinamico, filtros morfolégicos
Elaboracéao de relatérios
Exportacdo de dados para nosso workbook v v v v
Exportacdo de dados para Microsoft Excel v v v
Criacdo de relatdrios e apresentagdes no Microsoft 365 ou Office 2019, 2021 [e] 4 4
Compatibilidade com dispositivo™
Nossos microscépios* e cdmeras™ v v 4
Camera SWIR de terceiros [o] [0]
| platinas motorizadas e controladores de platina codificados de terceiros™ 0] 0]
Complementos opcionais
Contagem e medi¢do [o] [0]
Solugdes de materiais para PRECiV (ex.: dimensionamento de gréos, inclusdes ndo metalicas, ferro fundido, espessura de camadas, porosidade, o o
distribuicdo de particulas, espessura do revestimento, anélise de fase, espacamento entre bracos de dendrito)
Motorizacdo dos dispositivos X, Y, Z 0] 0]
Aquisicdo de imagens 3D (somente controle de z) [0) [0)
Treinamento da rede neural (0] [0)
Comparagao de gréficos em padrdes selecionados para tamanho de grdo, dimensionamento de grafite, inclusdes ndo metdlicas e metais o 0
endurecidos
Solugdes de software customizado (0] (0]

v/ Recurso padréo; O: recurso opcional

Requisitos do computador

CPU Intel Core i5, i7, i9

RAM/HDD 8 GB/2,4 GB de espaco livre

Sistema operacional Windows 10 (64 bits); Versdes: Pro. Pro for Workstations, Enterprise

.Net Framework Versao 4.6.2 ou superior

Resolucdo otimizada 1920 x 1080

Ativacdo da licenca Por conexdo com a Internet ou baseada em cédigo

Placa de video Placa de video de 64 bits com 2 GB de RAM (compativel com CUDA 9.1 com combinagdes especiais)




Céameras digitais

Cameras digitais para microscopio

Nossas cameras de microscépio digital sdo projetadas exclusivamente para uso com nossos microscopios. Todas
as cameras oferecem o melhor desempenho de imagem digital com 0s nossos microscépios e sistemas de
software de andlise de imagens.

Observagdo: consulte informacgdes detalhadas do produto no catdlogo de visdo geral da cdmera.

OLYMPUS
DP75

TLYMPUS

DP75

DP28

DP23

Resolugdo (megapixels)

49,2

8,9

6,4

Tamanho do sensor de formagdo de

1,1 pol CMOS colorido

1 pol CMOS colorido

1/1,8 pol CMOS colorido

Filtro de corte IR

Entrada: 400 nm ~ a 650 nm
Safda: 400 nm~ até 1000 nm

imagem

Tamanho do pixel (um) 3,45 x 3,45 3,45 x 3,45 2,4x%x2,4

Tempos de exposi¢ao 28 ps-120s 27ps-15s 29ps-15s

Faixa dindmica*1 12 bits 10 bits 10 bits

Taxas de quadros ao vivo*2 60a22 64 a30 60a 30
Comutéavel

Dimensdes (@ x A)

116 mm x 92,3 mm
(4,6 pol x 3,6 pol)

76,7 mm x 37,3 mm
(3 pol x 1,5 pol)

76,7 mm x 37,3 mm
(3 pol x 1,5 pol)

Peso (aprox)

1.400 g (49,4 0z)

3809 (13,4 02)

3809(13,4 02)

Modo 3CMOS Disponivel — —

LiveHDR Disponivel — —

Bergo da maquina Montagem tipo C Montagem tipo C Montagem tipo C
Autdnomo - DP2-A0OU DP2-AOU
Interface do computador USB3.1 Gen2 USB 3.1 USB 3.1

*1 Conversor analégico-digital. A profund

idade de bits real da cdmera depende do software usado. *2 A taxa de frames depende da condi¢do do seu PC e/ou software.

DP23M *

SC180

LC35*

Resolucdo (megapixels)

6,4

18.0

3,5

Tamanho e tipo do sensor

1/1,8 pol CMOS monocromaético retroiluminado

1/2,3 pol CMOS colorido

1/1,2 pol CMOS colorido

Tamanho do pixel (um) 2,4x%x2,4 1,25 % 1,25 2,64 x 2,64
Tempos de exposicdo 0,013ms-25s 22ps-1s 25ps-1,5s
Faixa dindmica*' 10 bits 12 bits 10 bits
Taxas de quadros ao vivo*? 60 a 45 59a10,5 49a10

Filtro de corte IR

Dimensdes (@ x A)

58 mm x 32 mm (2,3 pol x 1,3 pol)

*5

Peso (aprox)

380g(13,402)

188 g (6,6 07)

339(1,16 07)

Modo 3CMOS

LiveHDR

Adaptador de camera

Montagem tipo C

Montagem tipo C

Montagem tipo C

Auténomo

Interface da cdmera

USB 3.1

USB 3.0

USB 3.1

*1 Conversor analégico-digital. A profundidade de bits real da cdmera depende do software usado.
*2 A taxa de frames depende da condicdo do seu PC e/ou software.

*3 PRECiV v1.1 ou superior necessério.

*4 PRECiV v1.1: atualizacdo de servigo necessaria.

*5 Ao contrario de outras cdmeras, o LC35 néo é cilindrico. Dimensdes (C x L x A): 47 mm x 46 mm x 24 mm (1,9 pol x 1,7 pol x 1,2 pol).
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Objetivas UIS2

Universal Infinity System

Caracteristicas 6pticas do UIS2 para aplicagBes industriais e metaldrgicas.

Espessura Espessura L
Objetivas Aumentos AN DT(mm) do V'dr(f ds do silicio Resolugdo
protecao’ (mm)™2 (um)
(mm)
. 50x 095 035 0 035
“ MPLAPON 100x 095 035 0 035
Série MPLAPON MPLAPON100xO MPLAPON2 100x Oleo” 145 01 0 0,23
Essa é série de objetiva apocromética plana Essa é uma objetiva apocromatica plana de 20x 06 3 0 0,56
para observacdo de campo claro com imersdo em 6leo* que apresenta uma abertura MXPLFLN 50x 038 3 0 - 042
aberracao cromatica corrigida em um nivel numeérica de 1,45. Ela oferece nosso maior
alto. Obtivemos um desempenho 6ptico nivel de correcdo de aberracdo cromatica e um MXPLFLN-BD*® 20x 055 3 0 061
(aberragdo de ondas) com razéo de Strehl" de maior poder de resolugao. 50 08 3 0 042
95% ou mais™ com essa série. 1,25x7"% 0,04 35 - 8,39
s
Essa série é também compativel com contraste Zé’x 8’?? ;8’[7) — - g’;j
de interferéncia diferencial ou observagdo 10Xx 030 0 _ P
polarizada simples. MPLFLN 20x 045 31 0 075
40x 0,75 063 0 045
Série MXPLFLN(-BD) e o8 "0 9 oot
As objetivas MXPLFLN adicionam profundidade y ’ -
a série MPLFLN para proporcionar formacao 2,5x 0,08 8,7 - 419
de imagens de epi-iluminaco, oferecendo 5x 015 120 - 2,24
abertura numérica e distancia de trabalho MPLFLN- oo 9% A 5 e
I \ , \
simultaneamente melhoradas. BD ox 080 0 0 o
100x 0,90 1,0 0 037
150x 0,90 1,0 0 037
- 5% 0,15 120 - - 224
10x 025 65 — — 1,34
MPLFLN-BDP*® 20x 0,40 3,0 0 — 0,84
50x 0,75 1,0 0 — 045
100x 0,90 1,0 0 — 037
20x 025 25 - — 1,34
Série MPLFLN (-BD) SLMPLN o 035 8 9 - 9%
Essas objetivas semiapocromaticas planas eliminam a aberragdo cromdtica em um nivel alto, o - - -
que é util em varios métodos de microscopia, incluindo campo claro, campo escuro, fluorescéncia, 5x 013 225 - - 2,58
Nomarski DIC*, e observacdo polarizada simples. Todas as objetivas de 50x ou maiores tém uma 10x 025 21,0 — - 1,34
distancia de trabalho de 1 mm para minimizar o risco de colisao entre a objetiva e a amostra. Como LMPLFLN 20x 040 120 0 - 084
a posicao de safda da pupila das objetivas de 5x a 150x é padronizada, ndo é necessario trocar a 50x 0,50 106 0 - 067
posicao do prisma de contraste de interferéncia diferencial com a mudanca de aumento. 100x 080 34 0 - 042
5x 0,13 15,0 — — 2,58
10x 0,25 10,0 — — 134
. LMPLFLN-BD* 20x 0,40 12,0 0 — 0,84
4 50x 0,50 10,6 0 — 0,67
2 100x 0,80 33 0 — 0,42
5x 0,10 20,0 — 336
10x 0,25 10,6 — 134
MPLN" 20x 0,40 13 0 0,84
Série MPLFLN-BDP Série SLMPLN e o 98 S 0
O desing de polarizagdo semiapocromética Essa série acromatica plana de distancia de . - .
plana pérmite compensacao detalhada da trabalho muito longa reduz o risco de colis&o 5x 010 12,0 - - 336
aberracao de coma. A distor¢éo também é entre a amostra e a objetiva. Ela também 10x 025 6,5 — - 134
minimizada, tornando essas objetivas a escolha oferece formac&o de imagem de alto contraste. MPLN-BD™7"10 20x 0,40 13 0 - 084
mais adequada na série UIS2 para microscépio 50x 075 0,38 0 - 045
de contraste de interferéncia diferencial 100x 0,90 0.21 0 - 037
Nomarski. 20x 045 83-74 0-1,2 0,75
_ - LCPLFLN-LCD 50x 0,70 30-22 0-12 0,48
@ a Q & 100x 0,85 12-09 0-07 039
- 5% 01 23 — 6,71
@ LMPLN-IR 10x 03 18 - 224
20x
Vidro: 8,38
Série LMPLFLN (-BD) 763
A série de objetivas semiapocromdticas planas de distancia de trabalho longa oferece corregdo de Silicio: 8,38
alto nivel para aberragdo cromdtica e é adequada para observar amostras com altura ou topografia -7,07
varidvel. Como a posi¢do de saida da pupila das objetivas de 5x a 100x é padronizada, ndo &
necessario trocar a posicao do prisma de contraste de interferéncia diferencial com a mudanca de 50X
aumento. Use a série BD em observagdo de campo claro e campo escuro. 20x 045 Vidro: 4,50 0-1,2 0-1.2 1,49
LCPLN-IR” 50x 0,65 3,76 0-1.2 0-1.2 1,037
100x 0,85 Silicio: 4,50 0-0,7 0-1,0 0,79""
-4,20
100x
Vidro: 1,20
-0,90
Silicio: 1,20
Série MPLN (-BD) -1,05
Objetivas acrométicas planas com excelente nivelamento até OFN 22. Use a série BD em observagdo
de campo claro e campo escuro. *1 Razdo de Strehl: quando se sup&e uma propor¢do de condensagdo de luz (intensidade central) no

campo de imagem de um sistema éptico aplanar de 100%, a proporcao de condensagao de luz em %

_ de um sistema 6ptico real que pode condensar é chamada de razdo de Strehl. Quanto maior esse valor
numérico, melhor a qualidade do sistema 6ptico.
*2 Arazdo de Strehl é garantida pelas condicSes a seguir. ® Medicdo: interferémetro de frente de onda
A 3 transmitida (equipamento interno da Evident) eTemperatura: 23 + 1 °C e Area de medigdo: 97% no
diametro da pupila

*3 Oleo especificado: IMMOIL-F30CC
*4 A objetiva MPLFLN40x n&o é compativel com a microscopia de contraste de interferéncia diferencial.

Série LCPLFLN-LCD Série LMPLN-IR, LCPLN-IR *5 —: aplicavel a visualizagdo de espécimes com/sem uma lamina

Essas objetivas sdo projetadas para fazer Série de objetiva projetada para microscopia de 0: aplicével a visualizacio de espécimes sem uma lamina

observacGes por meio de painéis de LCD e luz infravermelha proxima para ver a estrutura *6 Resolucdes calculadas com diafragma da iris de abertura totalmente aberto.
outras amostras que tém um substrato de interna de wafers de silicio. A série LCPLN- .

vidro. O colar de correcao oferece correcao IR tem colares de correcdo para aberracio 7 Limitado a OFN 22. Sem conformidade com OFN 26.5.

de aberracdo que pode ser combinada com a dependendo da espessura do substrato de *8 Recomendamos o uso de analisador e polarizador com o MPLFLNT,25x ou 2,5x
espessura do vidro. silicio ou vidro. *9 BD: objetivas de campo claro/campo escuro

*10 Pode ocorrer uma leve vinheta na periferia do campo quando as objetivas da série MPLN-BD sao usadas
com fontes de luz de alta intensidade, como merctirio e xénon, para observagéo de campo escuro.

*11 Com uso de laser de 1.100 nm.

*12 --- Nao aplicavel
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Oculares UIS2

Universal Infinity System

[ espeecificacdes de ocular do UIS2

Produto FN D'a%:;a M|c(rr(:lm§:tro Observagdes
WHN10x 22 — 24 —

WHN10x-H 22 -8 - +5D 24 com helicoidal
CROSS WHN10x 22 -8 - +5D — com cruz, helicoidal
WH15x 14 - 24 —

SWH10x-H 26,5 -8-+2 — com helicoidal
MICRO SWH10x 26,5 -8-+42 — com micrémetro, helicoidal
CROSS SWH10x 26,5 -8-+2 — com cruz, helicoidal

OoC-M

Reticulos do micrometro (224 mm)

Quando o OC-M ¢ inserido no diafragma da iris do campo da ocular WHN10x, o comprimento do espécime no
campo de visdo pode ser medido.Varios tipos estdo disponiveis, dependendo do espécime.

Especificagdes do OC-M

10/100 10 mm em 100 divisdes

Cruz 10/100 10 mm em 100 divisdes em linhas cruzadas

H5/5 5 mm em 5 divisdes no padrao de grade
% H7/7 7 mm em 7 divisdes no padrdo de grade

H10/100 10 mm em 100 divisdes no padrdo de grade

10/100 H10/100

Cross 10/100
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Terminologia optica

1. Numero de campo (FN) e campo de visao pratico

O nimero de campo (FN) é uma referéncia ao tamanho do
diafragma da ocular em mm, que define a area de imagem
do espécime. O diametro do diafragma realmente visto pela
ocular é conhecido como campo de visdo (FOV) pratico, que é
determinado pela férmula:

FN da ocular
FOV= Aumento da objetiva (mm)

2. Distancia de trabalho (DT)

A distancia entre a borda frontal da objetiva e a superficie da
amostra (com a superficie da ldamina, no caso de uma objetiva
de lamina) quando o espécime é focado.

3. Distancia parfocal

A distancia entre o plano de montagem da objetiva e
o espécime. Nas objetivas UIS2, a distancia parfocal é
projetada como 45 mm.

Working Distance and Parfocal Distance Objective

mounting position

—

Parfocal distance

Working distance (W.D.)

=

Focus plane

As distancias parfocais da série LCPLFLN-LCD e LCPLN-IR
sdo trocadas pela espessura das laminas ou filmes de
silicio nas amostras.

4. As relagdes entre o comprimento focal e aumentos da
objetiva

Os aumentos indicados das objetivas UIS2 sdo valores
quando o comprimento focal da lente de tubo é de 180 mm.

M Comprimento focal da lente de tubo
(ob) f

M (n: Aumento da objetiva
f: Comprimento focal da objetiva

5. Ampliagao total

5.1 Observacao pela ocular (observacao binocular)

M (bin) = M (ob) X M (oc)

M wine: aumento total da observacio binocular
M (n: aumento da objetiva
M (e aumento da ocular

5.2 Observacao do monitor de video
Aumento total para monitor de video
M (monitor) = M (ob) X M (adaptador de camera) X
aumento do monitor*

M  (monitor: aumento total no monitor
M s aumento da objetiva
(adaptador de camera): @UMenNto projetado para adaptador de
camera (consulte a Tabela 1)
* Consulte "Aumento do monitor" na Tabela 3

Campo de visdo pratico para observa¢do do monitor

Campo de visdo pratico para

Tamanho do dispositivo de imagem*

observacdo do monitor M o) X M aaaptador de cameray

M (ob): aumento da objetiva

M (adaptador de cdmera): aumento projetado do adaptador
de camera incluindo ocular
da foto (consulte os aumentos
projetados na Tabela 1)

* Consulte o tamanho do dispositivo de imagem na Tabela 2



Tabela 1 Adaptador de cdmera e aumentos de projecao

Adaptador de cdmera de video (lente de projegdo) Aumentos de proje¢do
U-TVIXC 1x
U-TV1X + adaptadores de berco da maquina 1x
U-TV0.63XC 0,63x
U-TV0.5XC 0,5x
U-TV0.35XC 0,35x

Tabela 2 Tamanho do dispositivo de formacado de imagem

Formato de camera Diagonal Horizontal Vertical
1/3 polegada 6,0 mm 4,8 mm 3,6 mm
1/2 polegada 8,0 mm 6,4 mm 4,8 mm
2/3 polegada 11,0 mm 8,8 mm 6,6 mm

A tabela acima é para tamanhos de dispositivo de imagem padrdo.
Verifique o tamanho do seu dispositivo para cdlculo preciso.

Tabela 3 Tamanho do dispositivo de formacdo de imagem e aumentos
do monitor

Tamanho do monitor (diagonal)

Formato de camera
10 polegadas | 15 polegadas | 17 polegadas | 19 polegadas | 21 polegadas
1/3 polegada 42,3x 63,5x 72,0x 80,4x 88,9x
1/2 polegada 31,8x 47,6x 54,0x 60,3x 66,7x
2/3 polegada 23,1x 34,6x 39,3x 43,9x 48,5x
Exemplo

Qual é o aumento total de um monitor quando uma objetiva
de 50x, adaptador de camera U-TV0.5XC, camera de 2/3 pol e
monitor de 21 pol sdo usados?

e Aumento total no monitor:

M(ob) = SOX, M (adaptador de camera de video) é O,SX da Tabela 1, eo
aumento do monitor é 48,5x da Tabela 3.

M(observagéo do monitor) = M(ob) X M(adaptador de camera de video) X aUmentO dO
monitor =50 x 0,5 x 48,5 = 1213x

eCampo de visdo prético para observacdo (lado horizontal):
M ety = 50X, M adaptador de camera) € 0,5x da Tabela 1, e o lado
horizontal de um dispositivo de imagem de 2/3 pol é

8,8 mm da Tabela 2.

Campo de visdo pratico _

para observacdo h

= 88(mm) =352pm
50%0,5

Tamanho do dispositivo de imagem
M (ob) X M (adaptador de camera de video)

6. Abertura numérica (AN)

A abertura numérica é um fator importante para o
desempenho de uma objetiva (poder de resolugdo,
profundidade de campo e brilho).
A AN é determinada pela férmula a seguir:

AN =n x sinB

n=taxa de refracdo do meio entre o espécime e as objetivas.
(Ar: n=1, 6leo: n=1,515)

0: O angulo que é feito pelo eixo dptico e a refracdo da luz
mais distante do centro da lente.

Terminologia 6ptica

O brilho do campo visual (B) do microscépio é determinado

pela seguinte férmula em relacdo ao aumento da objetiva

(M). Quanto maior a AN e menor o aumento da objetiva, o

brilho pode aumentar em um fator de segunda poténcia.
AN 2

BwiMZ

Numerical Aperture
|

‘h o

n=1 0

Specimen
— surface

7. Poder de resolucao

O poder de resolu¢do de uma objetiva é medido por sua
capacidade de diferenciar duas linhas ou pontos em um
objeto. Quanto maior o poder de resolu¢do, menor a
distancia minima entre duas linhas ou pontos que pode ser
diferenciada. Quanto maior a AN, maior o poder de resolugdo.

Férmula do poder de resolucdo
A férmula a seguir é geralmente usada para
determinar a resolucao.

€=0,61x (férmula Reyleigh)

A
AN
A\: Comprimento de onda ou radiacdo em uso

(A=0,55 pm para luz visivel)

AN: AN da objetiva

Exemplo
MPLFLN100 x (AN=0,90), A=0,55 pm

A = 03355 = 0,3355

€=061x =y AN 0,90

=0,37 ym

8. Profundidade de campo do microscépio

A profundidade do campo se refere a profundidade da
camada do espécime que esta em foco nitido ao mesmo
tempo, mesmo se a distancia entre a objetiva e o plano do
espécime Como a habilidade de ajuste de foco dos olhos
humanos é diferente, a percepcao de cada pessoa sobre a
profundidade de campo varia.

Atualmente, a formula de Berek é muito usada, pois oferece
um valor de profundidade de campo que frequentemente
coincide com o obtido por meio de experimentos.
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Profundidade da formula de campo
Observacao visual (férmula de Berek)

wx250.000 + A
AN x M 2 (AN)2
DOF: profundidade do campo

+ DOF = n( ) (Hm)

w: poder de resolucdo dos olhos de 0,0014
(@ngulo visual de 5 minutos de arco)

M: aumento total
(aumento da objetiva x aumento da ocular)

350 + 0,275
N x M AN 2

> +DOF=n( )(A = 0,55 pm)

Isso indica que a profundidade de campo diminui conforme a
abertura numérica aumenta.

Exemplo
Com MPLFLN100x (AN =0,90), WHN10x:

350 + 0,275
0,90x1.000 0,81

+DOF=1x( )=0,39+0,34=0,73 pm

Camera
No caso da camera, a profundidade de campo varia de acordo
com o numero de pixels da cdmera, do aumento éptico e da
abertura numérica. A férmula mencionada acima é usada
apenas como uma referéncia.

9. Aberracdes

Uma diferenca entre uma imagem ideal e uma imagem real
que passa por um sistema optico é chamada de aberracao.

9.1 Requisitos para formacgao de imagem ideal
Os trés requisitos a seguir precisam ser satisfeitos para
formar uma imagem sem aberracdo ou uma imagem ideal.

(i) Todos os raios de luz que vém de um Unico ponto
e passam por um sistema 6ptico de formacdo de
imagens convergem em um Unico ponto.

(i) Pontos de imagem, que correspondem a pontos de
objeto na mesma perpendicular do plano em relacdo
ao eixo 6ptico, estdo presentes no mesmo plano.

(i) A forma planar de um objeto e a forma planar de
uma imagem que estdo na mesma perpendicular
do plano em relagdo ao eixo 6ptico tém uma relagdo
de similaridade.

Figure 9-1 Requirements for Ideal Image Formation

Object Image plane

Em um sistema dptico real, no entanto, é muito dificil
atender estritamente os requisitos de uma formacdo de
imagem ideal, e isso faz com que as aberrag¢des interfiram no
desempenho de formagdo de imagem.

9.2 Classificacao das aberracdes

As aberra¢des que interferem no desempenho da formagdo de

imagem sdo classificadas como mostrado baixo na Figura 9-2.
Aberracdo de Seidel = "Expansdo de uma imagem de
ponto" + "Curvatura do plano da imagem" + "Deformacao”

Figure 9-2 Classification of Aberrations

Spherical aberration

Coma aberration

— 0 |

@ |

a%%igr:![gn ] ‘ (8) Astigmatism ‘
(@ |

6 |

Field curvature

Distortion

]

(6) Longitudinal (axial)
chromatic aberration

Chromatic
aberration

(7) Chromatic aberration
of magnification

Os tipos (1) a (3) correspondem a "expansdo de uma imagem
de ponto" que viola o requisito (i) para formacdo de imagem
ideal na Figura 9-1. O tipo (4) corresponde a "curvatura do
plano da imagem" que viola o requisito (ii) na Figura 9-1.

O tipo (5) corresponde a "deformacdo" que viola o requisito
(iii) na Figura 9-1.

Os tipos (6) e (7) correspondem ao "borrao colorido" das
imagens causado pelas caracteristicas dos materiais de vidro
usados no sistema optico.

"Expansdo de um ponto de imagem" também pode ser
expresso pela aberracdo de ondas, que considera a luz
como ondas e leva em consideracdo a fase para incluir a
influéncia da difracao.

(1) Aberragdo esférica

Quando raios de luz que saem de um ponto de objeto axial
entram em uma lenta, os raios de luz com maior abertura
numeérica (AN) estdo sujeitos a maior poder de refracdo e
cruzam o eixo 6ptico em posigdes com maiores diferencas
da posicdo de formacgdo da imagem ideal. Essa aberragdo
causada por posicoes de formacdo de imagem diferentes
devido as diferengas na AN dos raios de luz axial é chamada
de aberracgdo esférica. A aberragdo esférica é proporcional
ao cubo da AN.

Figure 9-3 Spherical Aberration

Specimen Aplanatic

tube lens

R —

Objective with
spherical aberration

Image plane




E de conhecimento geral que objetivas com AN maior tém
melhor resolu¢do, mas mais aberracdo esférica. Nosso
design e avangado e nossas técnicas de fabricacdo tém
obtido bom desempenho éptico, mesmo com uma abertura
numeérica grande.

(2) Aberragdo de coma

Mesmo que a aberragdo esférica seja compensada para ser
reduzida, ha casos em que os raios de luz que saem de um
ponto de objeto fora do eixo ndo sdo condensados em um
ponto Unico no plano de imagem, mas geram um borrdo
assimétrico, assim como um cometa deixa um rastro. Isso se
chama aberragdo de coma.

Figure 9-4 Coma Aberration and Spot Shape
on the Image Plane

Specimen

Aplanatic
tube lens

Objective with
coma aberration

Image plane

(3) Astigmatismo

Embora as lentes tenham compensacdo de aberragdo esférica
e aberracdo de coma, ha casos em que uma imagem de um
ponto de objeto fora do eixo ndo estd focada em um Unico
ponto, mas separada em uma imagem de linha concéntrica

e imagem de linha radial. Isso se chama astigmatismo.
Quando o astigmatismo esta presente, uma imagem de
ponto fica borrada na vertical e horizontal, antes e depois da
posicdo de foco.

Figure 9-5 Astigmatism and Change in Spot
Shape in Different Focus Positions

Terminologia optica

(4) Curvatura de campo

O plano de imagem de um objeto em um plano perpendicular
ao eixo 6ptico nem sempre se torna um plano perpendicular
ao eixo optico, mas geralmente se torna um plano curvado.
Esse sintoma é chamado de "curvatura de campo".

Quando a curvatura de campo estd presente, a imagem

fica mais deslocada e se torna mais préxima da periferia do
campo visual. Assim, quando o centro de uma imagem é
colocado no foco, ocorre um borrdo nas areas periféricas da
imagem. Para colocar toda a imagem, incluindo a periferia,
em um foco nitido, é necessario compensar adequadamente
esse tipo de aberragdo.

(5) Distorcao

Quando ndo ha relagdo similar entre uma forma planar em
um objeto e uma forma no plano da imagem, isso é chamado
de "distor¢do". Quando h4 distor¢do, uma imagem quadrada
parece ter a forma de um barril ou almofada de alfinetes,
como mostrado na Figura 9-6.

Figure 9-6 Distortion

(a) Barrel shape  (a) Pin-cushion
type type

O sistema 6ptico do microscépio contém alguma distorcao.
A distor¢do pode causar resultados errados na medi¢do

da forma. Quando um microscépio é usado para que as
medicdes sejam precisas, preste muita atencdo a essa
aberracdo, por exemplo, oferecendo uma fung¢do de
compensacdo de aberragdo.

(6) Aberragdo cromatica

Os vidros usados em sistemas dpticos tém indices de refracdo
diferentes dependendo do comprimento de onda. Isso causa
diferencas no comprimento focal entre os comprimentos

de onda e gera deslocamento da posicdo de formacdo da
imagem. Esse fendmeno se chama aberragdo cromatica, que
pode ser subdividido em deslocamento axial no eixo dptico,
chamado de aberracdo cromética (ou aberragdo cromatica
lateral) e deslocamento no plano da imagem, chamado de
aberracdo cromatica de magnitude.

Muitos materiais de vidro especial sdo usados, ex.: para lentes
acromaticas (nossas objetivas MPlanApo), para eliminar a
aberracdo cromatica em banda larga da luz violeta (raios g
com comprimento de onda de 435 nm) a luz vermelha (raios c
com comprimento de onda de 656 nm).
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9.3 Aberracao de ondas

Por muitos anos, as aberra¢des foram usadas em dptica
geométrica, que considera a luz como raios de luz.

Os sistemas 6pticos de microscopio sdo muitas vezes usados
para observacdo de espécimes muito pequenos em um nivel
de comprimento de onda e, as vezes, a éptica de ondas, que
considera a luz como onda e trata das informacdes de fase,
leva em consideracdo a influéncia da difracdo. Nesse caso,

a aberracdo de ondas é usada para avaliagdo.

Como mostrado abaixo, quando os requisitos de formagdo
de imagem ideal sdo satisfeitos em um sistema 6ptico de
microscopio, a frente de onda esférica (ondas esféricas)

que chega de um ponto Unico em um objeto (espécime)

é convertida para ondas planas por meu de uma objetiva
ideal. As ondas do plano sdo convertidas em ondas esféricas
por meio de uma lente de tubo ideal e condensadas em um
Unico ponto. A frente dessas ondas é chamada de frente

de onda ideal.

Figure 9-7 Ideal Microscope Optical System

Specimen Ideal |deal Image plane
objective tube lens
lens
Spherical Plane Spherical
wave wave wave

9.4 Razao de Strehl

Quando uma fonte de luz pontual é observada em um
sistema optico livre de aberragdes e um sistema 6ptico

com aberragdes, o primeiro concentra o ponto focal em um
ponto na posicdo de formagdo da imagem. Em contraste,

0 outro ndo consegue produzir um ponto focal, causando
uma dispersdo da distribuicdo de intensidade da imagem do
ponto (conhecido como dispersdo do ponto). O aparecimento
especifico de tal imagem do ponto (ou seja, dispersdo do
ponto) é mostrado na Fig. 9-9.

Figure 9-9 Appearance of Condensed Light in
the Image Plane (Point Spread)

Aberration-free optical system Aberrated optical system

Com base na figura indicada para (1) aberragdo esférica, o
comportamento da frente de onda em um sistema 6ptico que
tem uma aberragdo é descrito abaixo.

Figure 9-8 lllustration of Wavefront Aberration

Actual
wavefront

Ideal

/ wavefront

'

DAl

JC((C

A Al
Objective with

spherical aberration

Specimen

Uma diferenga (um grau de divergéncia) entre a frente de
onda ideal e a frente de onda real mostrada acima é chamada
de aberragdo de ondas.

Com a propor¢ao da luz concentrada no plano da imagem
(intensidade da luz concentrada no disco de Airy) por um
sistema optico livre de aberragdes servindo como 100%,

a proporcao de luz concentrada por um sistema 6ptico

com aberragdo é chamada de razdo de Strehl. Quando
representada graficamente, a razdo de Strehl revela picos na
intensidade como mostrado na Fig. 9-10. Quanto maior o SR,

mais perto o sistema éptico estd de ser livre de aberracdes.

Figure 9-10 Strehl Ratio (SR)

Intensity

y
Aberration-free ———»,
optical system Y

100%

Aberrated
optical system SR

A

Image plane

Uma razdo de Strehl de 80% é normalmente chamada de
limite da difragdo e as lentes com propor¢do menor ndo
tem o desempenho necessario para servir a um objetivo.
Uma propor¢do de mais de 95% significa que o desempenho
da lente nas observacdes gerais é comparavel com aquele
de uma lente aplanatica (que é corrigida para aberra¢des
esféricas e comas).

Observacdo: Um interferémetro a laser é usado para
avaliacdo real do desempenho 6ptico, por isso, a avaliagdo é
feita em um Unico comprimento de onda. A menos que seja
observado em contrério, as medi¢des da razdo de Strehl sdo
na linha e (544 nm).
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